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Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzeni

a studiow | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

komputerowo wspomagane technologie laserowe i pla-
zmowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotéw

Przedmiot specjalnosciowy

niestacjonarne:

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr VI
studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr VII
Wymagania wstepne
Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktéw ECTS 3
Forma prowadzenia zajeé wykiad éwiczenia Ial:;;)urrerl]to- projekt inne
Liczba godzin :ggjlgnarne: 30 15
w semestrze studia 18 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do

efektow

kierunkowych

Wiedza

wo1

Ma wiedze w zakresie fizyki, obejmujacg mechanike, ki-
nematyke, optyke, elektrycznos¢ i magnetyzm, w szcze-
goélnosci wiedze niezbedng do zrozumienia podstawo-
wych zjawisk fizycznych wystepujgcych we wszelkiego
typu maszynach i urzadzeniach mechanicznych, w tym w
systemach umozliwiajgcych ksztattowanie i obrébke réz-
nego rodzaju materiatéw oraz w pojazdach i systemach
zwigzanych z technikg uzbrojenia

MiBM1_W02

W02

jac przy tym zagadnienia zwigzane z konstrukcjg syste-

Ma wiedze na temat niekonwencjonalnych metod obrébki
réznego rodzaju materiatow, w tym przy wykorzystaniu
technologii laserowych, plazmowych i innych uwzglednia-

mow stuzgcych do tego rodzaju celow.

MiBM1_W20

Umiejetnosci

uo1

Potrafi wykorzysta¢ wiedze z obszaru nauk podstawo-
wych, takich jak matematyka, fizyka, chemia i im pokrew-
nych do rozwigzywania zadan inzynierskich w réznych
obszarach mechaniki i budowy maszyn.

MiBM1_UO1

uo2

Potrafi dokona¢ krytycznej analizy sposobu funkcjonowa-
nia i oceni¢ istniejgce rozwigzania techniczne, urzadze-
nia, obiekty, systemy, procesy i ustugi w zakresie budowy,
wytwarzania i eksploatacji maszyn, potrafi zidentyfikowac
i zdiagnozowac problem inzynierski w obszarze mecha-
niki i budowy maszyn oraz zaproponowaé¢ metody jego
rozwigzania.

MiBM1_U10

Kompetencje
spoteczne

K01

Rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego doskonale-
nia (studia Ili Il stopnia, studia podyplomowe, kursy), ma-
jacego na celu podnoszenie kompetencji zawodowych,
osobistych i spotecznych.

MiBM1_KO01

K02

Ma swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za prace wiasng, ro-
zumie koniecznos¢ podporzgdkowania sie zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za
wspolnie realizowane zadania.

MiBM1_KO04

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Pojecie plazmy, wiasciwosci plazmy, fizyczne i chemiczne aspekty powstawania pla-
zmy. Plazma zimna i gorgca, wystepowanie w przyrodzie i technice. Urzadzenia pla-
zmowe do ciecia, spawania, natryskiwania, czyszczenia,
Elementy systemu do natryskiwania plazmowego; zasilacze, konsola sterowania prze-
ptywem gazoéw, plazmotron , system chtodzenia, podajnik proszku, uktad sterowania
procesem. Zrobotyzowane systemy obrébki plazmowej.

systemy plazmowe PVD.

projekt

Podstawy eksploatacji systemoéw plazmowych. Projektowanie planu i technologii ob-
stugiwania systeméw plazmowych do ciecia, spawania i natryskiwania.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia (zaznaczy¢ X)

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin

b Kolokwium
pisemny

Projekt

Sprawozdanie

Inne




wo1

X

w02

uo1

X

uo2

K01

X

K02

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

FO.I’m'il Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
: . Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwiow w trakcie
wyktad zaliczenie z oceng zajec
projekt zaliczenie z ocena Obecnosé na zajeciach. Wykonanie i uzyskanie pozytywnej
oceny z projektu.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Obciagzenie studenta nii?l;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem WiC|L|P wWiCc|L|P|S h
’ studiow 30 15 18 9

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale

€k nauczyciela akademickiego 49 s1 h
Liczba punktow ECTS, ktéra student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,0 1,2 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy

5 studenta 26 44 h
Liczba punktéw ECTS, ktérg student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,0 1,8 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami

It o charakterze praktycznym 25 25 0
Liczba punktéw ECTS, ktérg student

8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 1,0 1,0 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca stu-

9. denta 75 75 h

10. Punkty ECTS za n‘10du.l o ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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